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X線位相イメージングは、X線の吸収が少ない軽元素物

質を高感度に撮影できる技術として医療や産業分野など

の各方面で発展が期待されている。中でも X線 Talbot-Lau

干渉計は実験室系の X 線源で位相イメージングが可能な

ことから、実用化を視野に入れた研究開発が進められて

いる。我々はこれまでに自己像直接検出型の小型

Talbot-Lau干渉計を提案し、その開発を行ってきた[1, 2]。

本手法は、高アスペクト比の光源格子や吸収格子を使用

しないため、低コストで広視野のイメージングが可能で

あり、極めて実用的な手法である。 

今回は光源と位相格子を 2 次元化することにより 2 次

元の自己像を直接検出する2次元Talbot-Lau干渉計を検証

した（Fig. 1）。光源及び吸収格子を用いる通常の Talbot-Lau

干渉計でも 2 次元化は可能だが、各格子の作製が困難で

あり、画像取得法にも複雑さを伴う。一方、2次元のマル

チアレイ状の埋め込み X 線ターゲットは比較的容易に作製できるので、2 次元位相格子と組み合

わせることにより 2 次元ドット状の自己像を形成できる。また、この自己像の変位量を計測する

ことであらゆる方向の位相コントラスト像を取得することが可能となる。 

マルチアレイ状ターゲットは、従来と同様、ダイヤモンド基板に銅を埋め込むことで作製した。

光源アレイの周期は 3 mとした。位相格子には周期 6 mのチェッカーボード状の位相格子を

用いて使用した。また光源-位相格子間距離を 3 cm、光源-検出器間距離を 1 mとし、画素サイズ

24 mの X線 CCDカメラで直接解像できるように自己像の周期を 100 mに設計した。Fig. 2に

CCDで取得した画像を示す。鮮明なドット状の自己像が観察されており、その周期はおよそ 4画

素分に相当している（Fig. 2(b)）。発表当日は、位相微分像や暗視野像についての詳細も報告する。 
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Fig. 1. Two dimensional X-ray 

Talbot-Lau interferometer using 

micro X-ray source array. 

Fig. 2. (a) X-ray image of 3-mm PE 

sphere. (b) Enlargement of 2D 

self-image. 
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